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Плазменные технологии нанесения покрытий с последующей ионной имплантацией находят широкое применение в оптоэлектронном и оптическом приборостроении. Ионная имплантация является эффективным методом управления оптическими характеристиками пленок. В сочетании с последующим равновесным или импульсным, например, лазерным отжигом, ионная имплантация позволяет прецизионно и локально, с микронным разрешением, управлять величиной комплексного показателя преломления и, таким образом, формировать слои с заданным законом изменения коэффициентов преломления и поглощения по глубине слоя [1].

В настоящее время полностью решена задача расчета оптических свойств интерференционных покрытий для случая идеально плоских границ раздела между слоями из различных однородных невзаимодействующих между собой материалов [2]. Однако, появляется необходимость в учете поверхностного поглощения, неоднородности комплексного показателя преломления по толщине, потерь на рассеяние излучения на границах раздела, шероховатости этих границ и т.д. Полное решение подобной задачи в настоящее время отсутствует, хотя необходимость в нем весьма велика, т.к. сегодня требуются интерференционные покрытия, обеспечивающие сложные (и зачастую уникальные) потребности приборостроения. Решение задачи подавления отраженного электромагнитного сигнала в широком спектральном диапазоне от высокоотражающих поверхностей существенно упрощается при использовании покрытий с непрерывно меняющимся комплексным показателем преломления вдоль толщины покрытия.

Таким образом, плазменная технология напыления с дальнейшей ионной имплантацией в совокупности с лазерным отжигом позволили не только управлять оптическими параметрами материала, но и улучшить его эксплуатационные характеристики, что очень важно для многих применений просветленной оптики (повышение адгезионной прочности в самых различных системах пленка-подложка, уменьшение светорассеяния оптических поверхностей), в том числе, для подавления отраженного электромагнитного сигнала от металлических поверхностей, применяемых в авиационной технике. Проведено предварительное моделирование процессов конденсации. Для подавления отражения от высокоотражающей алюминиевой поверхности с помощью поглощающего слоя с последующей ионной имплантации был получен оптимальный профиль комплексного показателя преломления, обеспечивающий величину коэффициента отражения не более 1,5% в частотном диапазоне до 2,5 ν.
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